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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　光源手段からの光束に基づいて多数光源を形成するためのオプティカ
ルインテグレータと、該オプティカルインテグレータからの光束を被照射面へ導くための
導光光学系とを備えた照明光学装置において、
　前記光源手段からの光束を所定の断面形状を有する光束または所定の光強度分布を有す
る光束に変換するための光束変換素子と、
　前記光束変換素子と前記オプティカルインテグレータとの間の光路中に配置されて、前
記オプティカルインテグレータへの入射光束の所定方向に沿った入射角度を変化させるた
めに前記入射光束の縦横比を変更する縦横比変更素子とを備えていることを特徴とする照
明光学装置。
　　【請求項２】　前記縦横比変更素子は、光軸を中心として回転可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の照明光学装置。
　　【請求項３】　前記縦横比変更素子は、前記オプティカルインテグレータへの入射光
束の第１方向に沿った入射角度を変化させるための第１縦横比変更素子と、前記オプティ
カルインテグレータへの入射光束の前記第１方向と直交する第２方向に沿った入射角度を
変化させるための第２縦横比変更素子とを有することを特徴とする請求項１に記載の照明
光学装置。
　　【請求項４】　前記縦横比変更素子は、前記所定方向に沿って凹状断面の屈折面を有
する第１プリズムと、該第１プリズムの前記凹状断面の屈折面と相補的に形成された凸状
断面の屈折面を有する第２プリズムとを有し、前記第１プリズムおよび前記第２プリズム
のうち少なくともいずれか一方が光軸に沿って移動可能に構成されていることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の照明光学装置。
　　【請求項５】　前記第１プリズムの前記凹状断面は、Ｖ字状の形状を有することを特
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徴とする請求項４に記載の照明光学装置。
　　【請求項６】　被照明物体を照明する照明光学系を備えた照明光学装置において、
　前記照明光学系は、該照明光学系の瞳での照明光の大きさおよび形状のうちの少なくと
も一方を可変とする可変手段を備え、
　前記可変手段は、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟んで
対称に前記照明光を変位させる第１変位手段と、
　前記光軸と直交し且つ前記第１方向と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称
に前記照明光を変位させる第２変位手段と、
　前記照明光の大きさを可変とする変倍光学系とを有することを特徴とする照明光学装置
。
　　【請求項７】　前記照明光学系は、前記照明光の形状を所望の光束形状に変換し、該
所望の光束形状に変換された照明光を前記可変手段へ導く光形状変換手段を備えているこ
とを特徴とする請求項６に記載の照明光学装置。
　　【請求項８】　前記光形状変換手段は、前記照明光の形状を第１の光束形状に変換す
る第１回折光学部材と、該第１回折光学部材と交換可能に設けられて前記照明光の形状を
第２の光束形状に変換する第２回折光学部材とを有することを特徴とする請求項７に記載
の照明光学装置。
　　【請求項９】　前記照明光学系は、前記可変手段と前記被照明物体との間の光路中に
配置されて前記被照明物体を均一に照明するオプティカルインテグレータを備えているこ
とを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の照明光学装置。
　　【請求項１０】　被照明物体を照明する照明光学系を備えた照明光学装置において、
　前記照明光学系は、該照明光学系の瞳での照明光の大きさおよび形状のうちの少なくと
も一方を可変とする可変手段を備え、
　前記可変手段は、前記照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変換する作用を付与する輪
帯比可変手段と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟んで対
称に前記照明光を変位させる第１変位手段とを有することを特徴とする照明光学装置。
　　【請求項１１】　前記可変手段は、前記照明光の大きさを可変とする変倍光学系を有
することを特徴とする請求項１０に記載の照明光学装置。
　　【請求項１２】　前記可変手段は、前記光軸と直交し且つ前記第１方向と交差する第
２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位手段を有するこ
とを特徴とする請求項１０または１１に記載の照明光学装置。
　　【請求項１３】　前記照明光学系は、前記照明光の形状を所望の光束形状に変換し、
該所望の光束形状に変換された照明光を前記可変手段へ導く光形状変換手段を備えている
ことを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の照明光学装置。
　　【請求項１４】　前記光形状変換手段は、前記照明光の形状を第１の光束形状に変換
する第１回折光学部材と、該第１回折光学部材と交換可能に設けられて前記照明光の形状
を第２の光束形状に変換する第２回折光学部材とを有することを特徴とする請求項１３に
記載の照明光学装置。
　　【請求項１５】　前記照明光学系は、前記可変手段と前記被照明物体との間の光路中
に配置されて前記被照明物体を均一に照明するオプティカルインテグレータを備えている
ことを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の照明光学装置。
　　【請求項１６】　請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の照明光学装置と、前記被
照射面に配置されたマスクのパターンを感光性基板に投影露光するための投影光学系とを
備えていることを特徴とする露光装置。
　　【請求項１７】　請求項１６に記載の露光装置により前記マスクのパターンを前記感
光性基板上に露光する露光工程と、前記露光工程により露光された前記感光性基板を現像
する現像工程とを含むことを特徴とするマイクロデバイスの製造方法。
　　【請求項１８】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
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　前記照明工程は、前記照明光学系の瞳において前記照明光学系の光軸と直交する第１方
向に沿って前記光軸を挟んで対称に照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交
し且つ前記第１方向と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変
位させる第２変位工程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程とを含むことを特徴
とする露光方法。
　　【請求項１９】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記照明光学系の瞳での照明光を輪帯状に変換する作用を付与する輪
帯作用付与工程と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟んで
対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し且つ前記第１方向と交
差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位工程と
を含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項２０】　前記照明工程は、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程をさら
に含むことを特徴とする請求項１９に記載の露光方法。
　　【請求項２１】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記マスクに対する照明条件を変更する変更工程を含み、
　前記変更工程は、前記照明光学系の第１照明条件を設定する第１設定工程と、前記照明
光学系の第２照明条件を設定する第２設定工程との少なくとも一方を選択する選択工程を
含み、
　前記第１設定工程は、前記照明光学系の瞳での照明光を輪帯状に変換する作用を付与す
る輪帯作用付与工程と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟
んで対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し且つ前記第１方向
と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位工
程とを含み、
　前記第２設定工程は、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟
んで対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し且つ前記第１方向
と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位工
程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項２２】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記照明光学系の瞳での照明光の大きさおよび形状のうちの少なくと
も一方を可変とする可変工程を含み、
　前記可変工程は、前記照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変換する作用を付与する輪
帯比可変工程と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟んで対
称に前記照明光を変位させる第１変位工程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項２３】　前記可変工程は、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程をさら
に含むことを特徴とする請求項２２に記載の露光方法。
　　【請求項２４】　前記可変工程は、前記光軸と直交し且つ前記第１方向と交差する第
２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位工程をさらに含
むことを特徴とする請求項２２または２３に記載の露光方法。
　　【請求項２５】　前記照明工程は、前記可変工程の前に、前記照明光の形状を所望の
光束形状に変換する光形状変換工程をさらに含むことを特徴とする請求項２２乃至２４の
いずれか１項に記載の露光方法。
　　【請求項２６】　前記光形状変換工程は、第１回折光学部材を用いて前記照明光の形
状を第１の光束形状に変換する第１回折工程と、前記第１回折光学部材と交換可能に設け
られた第２回折光学部材を用いて前記照明光の形状を第２の光束形状に変換する第２回折
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工程とを含むことを特徴とする請求項２５に記載の露光方法。
　　【請求項２７】　前記照明工程は、前記可変工程の後に、オプティカルインテグレー
タを用いて前記被照明物体を均一に照明する均一照明工程を含むことを特徴とする請求項
２２乃至２６のいずれか１項に記載の露光方法。
　　【請求項２８】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記マスクに対する照明条件を変更する変更工程を含み、
　前記変更工程は、前記照明光学系の第１照明条件を設定する第１設定工程と、前記照明
光学系の第２照明条件を設定する第２設定工程との少なくとも一方を選択する選択工程を
含み、
　前記第１設定工程は、前記照明光学系の瞳での照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変
換する作用を付与する輪帯比可変工程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程とを
含み、
　前記第２設定工程は、前記照明光学系の光軸と直交する所定方向に沿って前記光軸を挟
んで対称に前記照明光を変位させる変位工程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工
程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項２９】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記照明光学系の瞳での照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変換す
る作用を付与する輪帯比可変工程と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って
前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し且つ
前記第１方向と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させ
る第２変位工程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項３０】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程とを含み、
　前記照明工程は、前記マスクに対する照明条件を変更する変更工程を含み、
　前記変更工程は、前記照明光学系の第１照明条件を設定する第１設定工程、前記照明光
学系の第２照明条件を設定する第２設定工程、および前記照明光学系の第３照明条件を設
定する第３設定工程のうちの少なくとも１つを選択する選択工程を含み、
　前記第１設定工程は、前記照明光学系の瞳での照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変
換する作用を付与する輪帯比可変工程と、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿
って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し
且つ前記第１方向と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位
させる第２変位工程とを含み、
　前記第２設定工程は、前記照明光を所望の輪帯比を持つ輪帯状に変換する作用を付与す
る輪帯比可変工程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程とを含み、
　前記第３設定工程は、前記照明光学系の光軸と直交する第１方向に沿って前記光軸を挟
んで対称に前記照明光を変位させる第１変位工程と、前記光軸と直交し且つ前記第１方向
と交差する第２方向に沿って前記光軸を挟んで対称に前記照明光を変位させる第２変位工
程と、前記照明光の大きさを可変とする変倍工程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項３１】　請求項１８乃至３０のいずれか１項に記載の露光方法を用いて前記
マスクのパターンを前記感光性基板に露光する露光工程と、
　前記露光工程により露光された前記感光性基板を現像する現像工程とを含むことを特徴
とするマイクロデバイスの製造方法。
　　【請求項３２】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光方法において、
　照明光学系を介して前記マスクを照明する照明工程と、
　投影光学系を用いて前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影工程と、
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　前記投影光学系の光学特性を計測する計測工程とを含み、
　前記照明工程は、前記投影工程を実行するのに際して照明条件としてのσ値を０．４≦
σ≦０．９５の範囲に設定する露光条件設定工程と、
　前記計測工程を実行するのに際して照明条件としてのσ値を０．０１≦σ≦０．３の範
囲に設定する計測条件設定工程とを含むことを特徴とする露光方法。
　　【請求項３３】　前記投影工程を実行するのに際して、前記マスクと前記感光性基板
とを走査方向に沿って移動させる走査工程をさらに含み、
　前記照明工程は、長手方向と短手方向とを有する矩形状の照明領域を前記マスク上に形
成する工程を含み、
　前記照明領域の短手方向の長さＬｓ、前記照明領域の長手方向の長さをＬｌとするとき
、０．０５＜Ｌｓ／Ｌｌ＜０．７の関係を満たすことを特徴とする請求項３２に記載の露
光方法。
　　【請求項３４】　マスクのパターンを感光性基板に露光する露光装置において、
　前記マスクを照明する照明光学系と、
　前記マスクのパターン像を前記感光性基板に投影する投影光学系とを備え、
　前記照明光学系は、前記マスクのパターンを前記感光性基板に露光する際に、照明条件
としてのσ値を０．４≦σ≦０．９５の範囲に設定すると共に、前記投影光学系の光学特
性を計測する計測する際に、照明条件としてのσ値を０．０１≦σ≦０．３の範囲に設定
する照明条件設定手段を有することを特徴とする露光装置。
　　【請求項３５】　前記マスクのパターンを前記感光性基板に露光する際に、前記マス
クと前記感光性基板とを走査方向に沿って移動させる走査手段をさらに備え、
　前記照明光学系により前記マスクに形成される前記照明領域の短手方向の長さをＬｓと
し、前記照明光学系により前記マスクに形成される前記照明領域の長手方向の長さをＬｌ
とするとき、０．０５＜Ｌｓ／Ｌｌ＜０．７の関係を満たすことを特徴とする請求項３４
に記載の露光装置。
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